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Prufungsahtrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Be- und Entladestation fur Halbleiterbearbeitungsanlagen 

@ Bei einer Bo- und Entladestation fur Halbleiterbearbei- 
tungsanlagen besteht die'Aufgabo. eine reinraumgerechte ^ 
Bestuckung'aus Trahsportbehaltern zu gewahrleisten, die 
selbst a Is Magazine fur scheibenformige Objekte dienen und - 
die seitlich zu offneh sind. Ein Umladen soli wahlweise auch 
aus einer groSeren Anzahi derartiger Transportbehalter . . 
' moglich sein,' wobei ein Wechseln .der " Transportbehalter 
unter ergonomisch vorteilhaften Bedingungen zu erfolgen 
', ■ hat. . •■M-^ '' , . , vi ' ■ \ , _ 

GemiB der .Erfindung .vyird der Transportbehalter zum - 
Umladen der scheibenforrnigen , Objekte mit dem Behalter- ^ . 
deckel dvrch KraftschluB fest an elnen VerschluB einer 
Beschickungkoffnung' angekoppelt.' Die Beschickuhgsoff- 
■ niing und der Trans[X)rtbehfilter werden gleichzeitig durch . 
eine' gemeinsame Abnahme des Behalterdeckels und des 
f . Verschlusses in die Halbleiterbearbeitungsanlage gedffnet.' 
Das Umladen ist mit einem Diirchgriff einer in der Halbleiter- 
bearbeitungsanlage angeordneten Handhabungseinrichtung 
durch die ' Beschickungsoffnung in den Transportbehalter 
verbunden. * ' , . .* 

Die Erfindiing ist bei der Hersteilung integrierter Schaltkrei- 
se anweiidbar. 
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Die Erfindung betrifft eine Be- und Entladestation fOr 
Halbleiterbearbettungsanlagen mit niindestens einer 
verschlieBbaren Beschickungs6ffnung. durdi die.'nach 
dem Entfernen eines Verschlusses ein Umladen von 
scheibenfdrmigen, in einem Transportbehfilter imterge- 
brachten Objekten erfolgt. wobei der Transportbehai- 
ter mit einem in seiner wesentlichen Ausdehnung senk- 
recht zur Ebene der Umladung gerichteten Beh&lter- 
deckel versehen ist , ' : ' 

Bisfaer ist es bekannt. zur Beschickung von Halbleiter- 
' bearbeituhgsanlagen sogenannte SMIF-Boxen als Ma- 
gazinbeh^ter mit einem relativ kleinen abgeschlos&e- 
nen Volumen zu verwenden, in dem Waf ermagazi ne 
aufbewahrt und transportieit werden'kdnnen. Die Box 
ist auf einen Offnungsmechanismus in einer Einhaiisimg 



net wird. Mit einer Hubplatte, die ein Paket von gesta- 
pelten Kassetten aufnehmen kann, werden die Kasset-, 
ten nacheinander in die Beladeposition gebracht Ist die- 
■ se Position erreicht, wird die VerschluBklappe. durch 
5 Verschwenken um eine Kante geO^et und mit einer 
aus der Kassette ausfahrbaren Schublade wird die Sub- 
stratscheibe in den Reinraum^geschletist Ein aus dem 
Betadeschlitz austretender Liiftstrom wirkt dem Ein- 
dringen von Partikeln in den Reinraum dadurch cntge- 
10 gen, daB dieser durch einen freigelassenen Abstand zwi- 
schen einer vorspnngenden Dichtung.uhd der Kassette 
• hihdurchtritt . ■ V. . . 1., - - n 

Aufgabe der Erfindung ist es.^'eine' reinrauingerechte 
BestQckung von Halbleiterbearbeituhg^Lnlagen aus 
15 Trsuisportbehaitern^zu gewahrleisteivdie selbst als Ma- 



gazine fCb* scheibenfdnnige Objelae ctietie^ ' 
Uch zu dffnen sind. Ein Unilacira soU w^we^ 
aufsetzbar, .die^eine_'oder:^meJra ; Anzahl derartiger^Tiuiu^s^ 

staiibgesdiQtzt umschlieBt. BoiT^d Offnung^e^^nis- ^ ^'^ nidglich* sein,' wobei em We^luelh^def Tr^isp^ 
mus besitzen einander angepaBte VerschluBelemezite, 20 terunter ergonomisch voiteUhahen 
die Qberemandeiiieg«i,d sidb^gle^^ folgenhat - 



so daB.aiiBen auf de h^ere cjJuBeiememten aufliegende' ' - GemftB der Erfindung* wii^ rdielAufMK^ 



'^ea wenn das Wafeirnag^ beiden^^fgSS^^ 
VerschluBeiementen "in die'^EaUiaiwimg 25 durch^3ie^nach 

seiikt wird. Die Box selbst umschlieBt die' en^tehende ' :jJmja^^von scheib¥niFdnnig^^ 
OffriimginderEinhausui^ < ^S^^v^^' ; :haiter untei^ebrach^^^ 

Zur Entiiahmeder M^ aus den Trarispprtbehai-^' . ;Transp6rtbehaiter . m 
tern und zur Plaaening in der Beai^ ^ ; Ausdehnung senkreiAtVztu-tE]^^^ 

z. B; eine Be^ mid Entiadeeihrichtung gemSB der DE-Pa- 30 riditeten Behaiterdeckel ; verseffen^B^^^ 
tentschrift 43 '26 309 Cl oder eine Einrichtung nut'ahde- : daB der Traiisportbehaiter zum 

rem Funktionskblauf. Nach der Bearb^^^ 'der.Halb- " farmigen Objekte mitdem Beliaiteri^^ Kraft-; 

Jeiterscheiben effolgt^er -RQckUiins]^ der Magazine ' il;. schluB fest^^.ah den yenK^ufi iangekopp^^^^ ist und eiri 
injdieTi^portbehater. - ^ ' ^/ * ( : ,^ -gleiclizeitige^^ 

Die Technik der SMIF-Boxen ist besoriders geeignet 35' Transportbehaiters\durch eine gemeinsame Abhahm 
fOr Halbleiterscheiben mit herkdmmUchem kleineren des Behfilterdeckels und des Yei^hlusses in die H 
Durclmesser.^ AiJ^ der MaierialeigenschafteiTder terbe^beituhgsanlage erfolgL Das .Unilaid^n ist mit ei- . 
Halbleiter^Heiben werden diese SMIF-Boxen zusam- nem Duirchgriff einer- in. der Haibleker6earl>eitung 

.men mit den verwendeten.Waferniagazinen mit zuheh: iage ahgeordheten HancUiabuhgseinrichtij^ diirch di 
mendem Durchmesser der Halbleiterscheiben ungeeig- 40 Beschickuh^ffnung in den TransportbehSilterverbun- 
neter als Transpqrtbeh^ter. ; - ; ; den. . . , ' ' ' • - . - • - ■ ' ' ' ^ 

FQr derartige HaJbleiterscheiben sind be^^^^ Der Ti^portbehaiter ist zur Ahkoppliing a^^ den 

ponbehalter bekannt, die gleichzeitig die Magazinfunk- > VerschluB* aiif einer horizontal verstellbar'en iind mit 
tion Qbemehmen. Eine Umladung der Halbleiterschei- > ^Mitteln zum Ausrichteh imd Befestigen des Trahsport- 
ben erfolgt einzeln in einer Ebene parallel zur Oberfia- 45 . behalters versehenen ersten Plattform abgestellt \ 
che der Halbleitersdieiben. wobei der Tranisportbehfil- ' J Die Plattform. ist zwis(^en m^ zwei.Qberein- , 

ter mit einem in seiner, wesentlichen Ausdehnung senk- . .. anderliegendeh Ebenen verstellbar, yon denen eine der 
recht zur Ebene der Umladung gerichteten . Behaiter- ' - BestQckung mit einem Tnu^ 

deckel yerschlieBbar ist Der Beh^terdecket wird somit v.-.rnoinisdi^ >Hdhe .und jie^^^andere ziu-Jfic-^und Entla- 
im Gegensatz zur SMIF-Box nicht hach unteii, sondem 50 .dung der Halbleiterbearbeitimgsanlage^ent . 
seitlich entferrit bzw. eingesetzt ' Vorteilhieifterweise kann zur. Aufoahme, mindestens 

~, Da die Trarisportbehaiter von einem Rauni mit nied- - \ . eines Weitmh 'DrahspoitbehSUters . e^ 
rigen Anforderungen an die Reinheit umgebeh sind lind ' Anzahl von weiteren, horizontal verstjeUbaren und mit 
;umladbaTe;M sie b'eijeiner SMIF-LOsimg / ;. Mittehi zum Ausrichten uiid" B 
''Aiiwenduhg findeii, fehleh. ist sowohl eine BestQckung '55 ,;beh&lters versehe 
™ u,iKi-;*„K-o,i;-u,.««--i--A^ — tVpn den^Plattformen^^^ 

eine zur Ankoppludg eines Transportbeh^ters an den 
VerschluB, wfthrenddessen die anderen^zum Transpoh- 
beh&lterwechsel f rei sind. . a ' jV - ^ • . ' v - < '^ , 
; 'Es ist iauch yon Vorteil, weim zim.Traiisportb^ 
wechsel ein Speicfaer vorgesehen is^ in dem ein Greifef 
einen wahlfreien Zugriff in Qbereinander angeordnete 
. Speicherfacher besitzt und eine Beladedffniing nut einer 
TranspbrtbehaiterauiFnahfne ziir manueilen BestQckung 
mit Transportbehaiterh dient Zum Umsetzen der 
Transportbehalter zwischen der Transportbehaitei'auf- 
nahme, den Speicherfachem und der Plattform ist ein 
der GrOBe eines Tran'sportbehalters entsprechender 



von Halbleiterbearbeitungsanlagen aus diesen Trans- 
portbehaltem als auch ein RQcktrahsport aiis derartigen 
Anlagen in die Transportbehalter problematisch^^^ . 
bestehende Problem wird aufierdem dadurch erschwert, 
dafi unter UnistSnden aus einer grdBereh Anzahl von eo 

\Transportbehaitern wahlweise eine Umladung zii ge-\"- 
wUhrleisten ist-und die Behaiter selbst vom Bedienper- 
sonal ergbhomisch yorteilhaft zugefQhrt und entnom- < 

' men werden mussea . ' 

. GemaB der EP 542 793 Bl ist eine Anordnung zum 
Lagern, Transportieren und Einschleusen von Substra- 
ten bekann^ bei der 'eine Kassette mit seitlicher Ver- 
schluBkappe gegenQber einem Beladeschliu angeord- 
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. Raum benachbart zu den Speicherfachern freigelassen^ 
Die Transportbehalteraiifnahme soUte zur Bestackung 
durch die Beladeaff nung hindureh ausf ahrijar sein. ^; 

''Tmer ist es von Vorteil wenn der Ve"^*"^^^^^^^ ^ 
Erzeugung des Kraftschlusses mit dem Behmterdeckel 5 
. Vakuumsaugcinrichtungen aufweist und nut Elementen 
gegenflbcr dem Behaiterdeckel verse- 
Sen ist. ctie vor der HemeUung des KraftscWusses w^^^^ 

^^umOffnen des Transportbehaltefs ragen aus dem 10 
. VerschluIJ ScWttssel zimi Betatigen von-Vemegelungs- 
- . elementen im Behaltcrdeckel heraus. f ar Ae un 
. tef deckel passende SchlttsseUdcher v«r<T«ehen sind und 
mit denen der Verschlufl und der B< 
Uch ±um KraftschluB gesichert sm^ 
Zum Ausgleich vbh Differehzen" 



Fig i2einenVerschluBundeinenBehaiterdeckel 
. . Rg. 13 das vonorienticrte, Kx>i^|e|V^^ 
unddesBehalterdeckel ; . M^O^- ^ ^/v 

Fig, 14eineersteyamnteem^g^d|n^^ ^ 
weiseaufgebrochenenTransport^haitOT.^,,^{._^^^ r> 

Fig. 15 einen Schnitt A-A durch denjrg^rt^^ 
■ tergemaBFlg. 14 " - . -;r j ;, M^!^f?.v.^^ , * ' ■ 

Fig. 16 cine zweite Variante ernes geUenunten und 
teUweiseaufgebrochenenTransportbehaiters ■ * ' ; 

Fig. 17 einen Schnitt B-B durch den Tnmsport^haij ,; 
-tergemaBFlg. 16 

\Rg. l8 cinen TeU eirierBe- ur^ Ent^d^Uto^ 

•^.r J— .i;;n.^r^hfiin(r rum offnenlundr SchlieBen . 




-;HIntden Fig. 1 bis 3 tragt em Rahmwi ^g^mtj^i^^^;^ 
■ z.um Ausgicitii v«u - -^^ wanHplf«ment 2 fest verbunden ist mit zwei abgewMej:/, -y. / ; 



• • • c»k:M A;r.»^a«>iw>itM kt.da£ eememsam mit dem • die in emer. an.aem.r<uuaiuiu 



sicheremgeschlossen. ... , . . " r.^^ ir» H^n Xransnoitbehaiter^^ 

. Rg. 3 dii Be: una Entladestation m yorde^ . « '"rTeeJ^dSn W^^l^^ « di*' 



•gung, zu deren AustanrungrCDeraaus x;«»»v^» 
P^Tcine SeUenansicht .ines Speichers fOr Tr^ns- ^: SetffiKe R^r^^^b^^^^ 

•"S r^rilSurSpcicherinDraufsicht Vorsprdnge 18 ak auch die scheibehf6nn.gen Objekte 
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19 bei der HShenversteUung des Transportbchflltm 6. 

Durch cine im Reinraumbereich der Halbleiterbear- 
beitimgsanlage angeordnete Handhabungsemnchtung 
22 erfolgt das Umladen in der Ebcne 10 nut emem 
Durchgriff durch die Bes<diickuhgs6ffniihg 13. ^ ' 

Bei der in Fig. 4 dargesteUtcn Be- und Entladestauon 
kommt eine. in Fig. 5 nbch naher dargesteUte Bnnch- 
tung zum Offnen urid SchUeBen eines VcrscWusscs 23 
zum Eirisatz. Ein b'ereits gedffneter Transportbehfilter 
24 ist auf einer. von einer feststehenden Platte 25 getra- 
genen, in Pfeilriditung horizontal verschiebbaren Platt- 
form 26 abgesfeilt'und steht mit einer Beschickimgs6ff- 
nunff 27 in einem Waridelcmcnt 28 in Verbindiing. 
niehiJr^ vl'^^^3;i:l^^ Bt^tlt^^^fl^^^ h6hen-;uid*g«Ke£ 



■5 
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In der vorUegenden Ausf Ohrung Uegt der Freiraum zu 
einer.Wand 48, «Ue ziir Wand 43 mit'der Be-, und Entla- 
deeinricbtung benachbart ist, wbdurch ein Speicher mit 
geringer Tiefe entsteht. " v ' • ' ; : ■ * 
^^Iri eiifonbinischer H6he ist in die zur W^and 43 gegcn- 
Oberiiegende Wand -W eihe verschlieBbare:Belade6ff- 
nung 50 eingearbeitet;die neben einer auf Fflhnmgen 51 
ausf ahrbaren Traiispbrtbehalteraufnahme 52 zur.manu- 
ellen Bcstflckung des Speichers mit den Transix)rtbehai- 
■terri46dient , ^Aj^vA' ^.Z- '^;v,;.-v^^' 

Eritsprechend <ler Fig. 1 1 : ist ziim;-, Umsetzen der 
Transportbehalter jW ein vertikal ^»«d hprizorital ver- 
f ahrl)arer Greif cr i53 vbrhandeii;^^ 

54 MTOTiem l^mz^ui^^^^^f^^^S^^^^. 



'DeFVcrecauB^ist'aa^^^^ : 

WahdelemeA^M 

tragi emeridurch Kraftschlii^ - 

&13dircinem^hause'31sindAntriebsi^^ :^-^^i^^^J^^^^^^E^ 

' eireiemeK?rd^?Be^d Entladestation i^^^ S <^,?^?^,?"J*^^^^S^^ 
r GeihkB W5 sind soWohl zur H6henversteUung^als fer 53 auf. Oberhalb ernes jeden Transportl^ha^^ 
/auch^aaif Ve^teUurig des Alines 29 gegen das W^^ 



> XiisdUag 35 schwenkbarKt^^^ 



1^^5iji>^»^^^cinei^ 



TraiKportb^hal?e^ '^^^^^^^^^Hfl^E^^^^^ 

'^^aiterirtmtJWbcie^ ^^I^chtung^Jg^ana^^ 

-BeiaePlat&Jmln2^ -^Cf^"!^^^!^^^ 

te 25 verbundeneri und durch- ein'en Antrieb 41 anheb- ^ " * ^— - — ^^^^t^^ 
- >undabsehkbaren Tr^^ 

• ^ Walirendeii^^^^ t.---^ . . ^v^^^^ 

' ' ein^.Ti^sS>rlb^liait*ers 24 oder 38 ah deh VerschluB / - iScWOssel^ei.imt e^^^^ 

. . 23dient.^steht die andere zim TransF^^ . VernegelungseXementen « 

^^^sel^VeHflgimg.^V^<^^^^^^^^ J - 40, gesehcn. Passemi zu ^en SttftenW^^ 
S^lbstvei^dlich ' ist ^die vertikale Verstellbarkeit, . kel 30 em^ l^gloch «^imd em^^ 




. deren' Zentnim^ Ausnanteiemenie 



wie sie in Fig: 7 urid 8 dargestellt ist durch einen Fach- 
niaiin oiSe*'weitei^ aiic^ bei einer Ausftthrung gemaB 
Fig! 4 ahwendbar, indem>ur ein Transportbehaiter zwi- 
scheri zwei'Ebenehyei^^^^ ist Ebenso kann die An- 
zahl der aufnetimbaretfTranspdrtbchai^^^^ ahgepa&t an 
ehtsprTChende'Xrifordenm erweitert werden. 
^ Zum Ti^^pph^ ehaiterwecbel von Be- urid Eritlade- 
ei'nnditungeri^n^^^ 7 uiid 8 kann ein Speicher 



die SchlQssel 61 entspfSherid^e Sk:lU eiri-:,^ 
/ gearbeitet Zur vororientierehden'y^iimrfit^^ Be- 
haitcrdeckels,36 zumyei^hluB'23. b^ 
45 gang aberragen die Stifte W die'Xrisaugeleme^^ 59, so 
, daB diese zuerst in das Lwjglwjh ^>zw.^ih i^e Bohrupg 
64 eingreifenTAnscMeBend uiichei^^^^ in 
die SchltisseU6cher esJeii^wobej^die^A^ 
.59 nut pu-en vbretehendksjf Uppeh M>i|jMer.Oberfiache 



Anwradurig find^ri^' W^^^ bU U niher so des BehaiterdedceU 30 aufl^^^ 

■'},^s^£r^^^?^ n , ; 3 . ,;^setzendenAimugj^^ 

: DieW'und Entladeeiririchtung ist in erne Wand 43 standig m die un Durchmesser grof Jgenug^^^^ 
eines GeMds^^44 iritegHeit, in dera Obereinander ange- , ten. Bohrmigen M 23«1l*y^^chen,^jr^^^^ 
orctiete;^S^i^Krfacher:45 zOr^ufnahme von Trans- .. chep.d^^X^^^^ 
vportbeiiaitem^ kraftschlOssig fest nutemander verbunden jmd^^^^ 

Uegenden^AurfQhnih aufgebaut-? > tende Partikel.^dazwisdien,emgescWo^^^^ 

•daBiina^Kangig 'diwi Entladeemrich- hung der SchlQssel 61 wird eir^^ 

%img ;vei^endet-Wird,^^^^ oberhalb - v^wkels 30 vorhandener 

- ideAnStf^cn'aii^Be^^id^^ ange- . : /^/Verriegelungselememe: ^^^^ » 

ordnetsirid'^'^*^-' : ; i-. .^r'^ ;:.:v»:i. . . ,7- . 60 kann zusammen mit demBehalterdecte 
' r ^ WesenaicSTOreiriehw leiterbearbeitungsanUg^ a^^^ so daB 

■ pbriSehaiter^ m'*deri'S^^ ist ein der eineSchleuseentstehL; ■ ^ ^n^ v v 

Gr66e der Transportbehaiter 46 entsprechender freige- ' Mit den venvendeten SchlQssein 61 ist auBer der Off- 
lassener Raum 47 zwischen den Speicherfachem'45^und nerfunktipn ein weiterer positiver Effekt verbunden. 

. . einer Wand des Gehauses 44, ciie nicht identisch mft cier es ^Nach dem Verdrehen der in.die.Schiasseildcher 65 ein- 
Waiid 43 ist. Die Wand, zu der der Raum freizulassen ist gefuhrtcn Schiassel 61 wird der Beh^terdeckel 30 durch 
richtet sich riach dem zur Verfugung stehenden Aufstell- das Hintergreifen der ScWusselldcher 65 nut dem Dop- 
platz fur den Speicher. pelbart auch dann noch gehalten, wenn es zu emem 
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Vakuumausfall bei den Ansaugelcmenten 59 kommt 
Die sich wieder ausdehnenden Uppen 66 der Ansaug- 
elemcnte 59 bleiben dicht auf der Oberfltche des Behai- 
terdeckels 30 tiegen, so daB bei WiederverfQgbarkeit 
des Vakuums beide Oberfiachen sofort wieder fest an- 
einandergepreBt werderi. 

Zur Vermcidung von Verspannungen beim Ankop- 
peln sind die Ausrichtelemente und die SchliisscI 61 zu- 
satzlich innerhalb des innen hohlen Verschlusses 23 fe- 
demd gehaltert . , 

Weitere, far die Ankopplung des TransportbehSlters 
vorteilhafte Mafinahmen sind den Fig. 14 bis 17, zu ent- 
nehmen. . ^/ ' - \ 

Das betri^t zum einen das ausgerichtete Abstellen 
des t ransportbehaiters auf der piattform. Zum anderen 
werden beim Vprgang des Offnens, wie er unter ande- 



10 
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tionsantrieb 90 ist auf cine Aufnahmeplatte 91 aufge-. 
schraubt. die durch eine Horizontalfahning 92 aiif einer, 
mit dem Rahmen 84 fest verbundencn Tragerplatte 93 
in Richtung der Umladung versdiiebbar jst Zur Ver- 
schiebung dient ein geeigneter Antrieb 94, .wic z. B. ein 
Pneumatikantrieb- ' 

Das Schild 82 ist vorteilhaftcrWeise' im Bereich der 
Beschickungsdffnung 83 verstftrkt ausgebHdet und und 
aberdeckt eine Offnung in einer , Wand 95, an der der 
Rahmen 84 befestigt ist Die nidit sibhtbare Offnung 
besitzt eine vertikale AusdehnungI deren 
Vertikalverstellung der BescWckungs6ffi^ 
die gesamte Offnungshdhe ges^Uet D^^ kann mit 
einer . fest angeordneten Handhabungse^ ;in 
yerschiedene, indexierte EbencnJJbinej^ 
:/ Traiisportbeh^ters durch.die BjC^Mckui^^ hm- 



rem in Verbindiirig nut der. Fig;iu:enbeschreibung yon 12- 1;: ^ durch ziigegrif f en werden.. '^^pi^^^^j^^.. . 
und 13 eriautert wiii^ abdichtende Fuhktipn' tel^de^ des 

ter wirksam, die zur Vermeidung von Stdrungen des Be'- Schildes 82 besitzt ein Labi^nthf96' yon dem ein Teil 
und Entladeprozesses ausgeglichen werden mussen. . - 20 , benachbart zu der Offnung m der Wand 95 und das 
In den Fig. 14 und 15 ist ein Trahsportbehaiter 68 iaiif . anderejeil am versteUbaren ScHHd 8^ ist. ; ' 

ieiher Plattf6rai69 abge^ 

Plattformen iffden bereits beschnebenen Figuren ent- ila^Schild emlnit emem'Pneuptti^ * 
spricht ' : ' ^ ^^^^^^^^^ ' ^t^^rerMitiw 

^ Der Trtmsik>rtbehaiter 68 besitzt in Inneren FScher 25 die Piattform mit Transp6rtbefijyter|bi 
70 zur Atifnahme der scheibenfdhnigen Objekte. 'im^i^^e4de^/Ank6pplung bei^^ 
. Deckbereich ist, wie bereits bei.dem Transportbeh^ter:.^^**^^^^^ den Mitnehmer98 erfaflL perHubj^^s^ 
;in,Fig^il; eiii Wer mit-Tl Jsezeichiveter^G^ fur eineh^-^dere^Sdr^^ 

' aut6matisch |u-bSit^^^^ Boden ''vi^i'^ppi^behaiter mit seinem Beh^terdjec^el-ar^ im' 

des Trau«F>6rtbehiQters^^ in der Piattform 69 sind .^36; schUeBenden:Zustand befindiicl^^^ 
zum orientierten Abstellen zueiriarider passend gestal- v.::fi*yersdiiufl 8^ 

i^itSv^beschriebenenj"' " * ' ^ "^'^ "'"'''"^^^ 



„teteiAusrichtelemehte ^in Form^vori .Nuten 72 und -ein-^^i^ reitSvi 
' EreifendeirStifteir73 m emer Dremunktformation vor-5-W ' ,verbu 



^^eifenai^^Pe^lnfi^ 



gesehen. Eine'federhde RoUe 74 an eineni, gegehaber. kelge^ - rt^?#^^ ^^S^ 

der Piattform 69 feststehenden Andruckarm 75 gleitet 35, Betatigt durch den. Antrieb, 94;iR^ini^die'p^^ 
wahrend ^der ■ hprizphtalen' Ankpppelbey^egung - des ^3 gemeinsam mit den darauf.tbefesti^ 
Transportj^eM^ eirien* am Boden mit einem.V;;\;;verechpben, s^ daB der ycrschluB^^:8^ ihit 

Abstanci befestigteh abgeschragten Steg 76 lind fixiert ' dem Behaiterdeckel aus;dervBteschickimgsg 83- 
deti Transportbehaiter 68. entnbmmen ^rd. ^^Jigetrieberidiut^^^ 90 wird 

Soli der Transportbehaiter 68 manuell auf die Piatt- 40 der YerschluB 83 in eine< SteIIun£ g^^^ die 
form 69 aufgesetet werden. sind sichtbare Orientie- / Beschickungsdffnung zum Umladeh^der. sch« 
nmgssufte77hilfreich.' . . gen Objekte frei wird Diese SteUung c^^ 

Hne weitere Art der Flxierung eines Transportbehal- ; ,-derFig. l8. , . *. • ; , ' r'X' ; v • 
ters auf der Piattform ist mit einer L5sung gemaB den ' ^ 
Fig. 16und 17gegebea / . 45 _ 

' Ein durch eine Bohrung 78 in der Piattform 69 hin- j, . 
durchgefOhrter SchlQssel 79 taucht beim Aufsetzen des 
Transportbehaiters 68 durch ein Schlflssellpch 80. das in,^:. .,- . > 
• eine am Boden mit einem Abstand befestigte Platte 81 
eingearbeitet ist imd hintergreift . diese nach einer 50 :. 
SchlieBbewegung. ' - -.1 ..^ . 

GeihaB deii Fig. 18 und 19 wird eiiie weitere Einrich- 
tung zuih Offnen und SchlieBen eines Verschlusses be-^. 
■ schrieben, mit der die Be^ und Entladeeinrichtiing in . 
ihrer Tiefe verkiirzt werden kann. Dieses AusfOhrungs-.^ss' . , 
beispiel benutzt wie das der Fig^ 1 bis 3 ein Schild, in das ^ 
die Beschickungsdffnung eingearbeitet ist Es ist aber/V v . 
aiich mdglich, in Zusammenhang mit dieser Einrichtimg t 
eine feststehende ' BeschickungsO^tmg zu verwenden. 
Der Obersicht halber wurde, obwohl die Beschickungs-^ 
dffnun^ gedffnet ist, eui auf einer Piattform abgestellter, 
angekoppelter Transportbehaiter nicht dargestellt 

Das Schild mit der Beschickungsdffnung. hier mit 82 
und , 83 bezeichnet, wird von einem Rahmen 84 uber 
Fahrungen 85 und FQhrungsschlitten 86 getragen. Ein 
VerschtuB 87 fOr die Beschickungsdffnung 83 ist QbeV 
einen Arm 88 ah einer Rotorachse 89 befestigt. die von 
einem Rotationsantrieb 90 angetrieben wird Der Rota- 
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Patentanspruche V.-A. 

1. Be- und Entladestation fifr Halbieiterbearbei- 
tungsanlagen mit einer. verschlieiBbaren Beschik- 

- kung^dffnung. durch die nach dem Entfernen eines 
Verschlusses ein Umladen ypri scheibenf ditnigen, 

, in einem Transpprtbeh|Uter^unte Ob- 
jekiten erfolgt, wobei derTmisf^ortbe^^ mit ei- 

• nem in seiner wesentUchen A^^ 

: ; zur Ebene der Umladung genchtetCTT^B^^ 

V kel.versehen ist, dadurch ge^^^oxA^^ett 'd&Q der 
Transportbehaiter zum Umladen* der^ 
migen Objekte mit demj^BehaltcrSTO^ durch 

. Krai tschluB fest ah den VerscWi^lmge^^ ist. 

Vein gletchzeitiges Offnen def B*es§fi^ 
tmd des Transportbehaiters^^durc 

, me Abnahme des Behaiterdeckels .itnd des Verf 

r schlusses in die Halbleiterbearbeitu^^ er- 
folgt und daB das Umladen'miVeinem'^^^ 
einer in der Halbleiterbearbeitungsanlage ange- 

. ordneten Handhabungseinrichiung durch die Be- 
schickungsdffnung in den Transpprtbehaiter ver- 
bundenist 

2. Be- und Entladestation nach Anspruch 1. dadurch 
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gekennzeichnet, daS der Transportbeh&lter zur An- 
kopplung an den Verschlufi auf einer horizontal 
verstellbaren und mit Mitteln zum Ausrichten und - 
Befestigen des Transportbeh&lters versehenen er- 
sten Plattform abgesteDt isL ' ' s 

3l Be- und Entladestadon nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet. daB die Plattform zwischen minde- 
stens zwei {ibereinanderliegenden Ebenen verstell- 
bar ist, von denen eine der Bestflckung mit einem 
Transportbehaiter in einer ergonbmischen ' H5he lo 
' undjedeanderezurBe-undEntladungderHalblei- 
v^tert>earfoeit^^ , v - 

»'^4. Be^lmd'^^d^tation nach Anspruch 2 oder 3, - 
' dadurch gekeiinzeidmet, daB zur Aufnahme min- > 
Adestens eines^ weiteren Transportbeh&lters eine is^- ; 
; entisprechende'^ 'Anzahl von weiteren, horizontal 
' versteUbaren imd mit;^ zimi". Ausrichten und % - ; . 
Befestiigen^U^ -^Tra^^ 

Plattfomien vorgesehen ist ■ - ■ / * ■ P^. ^ - 1* 
. 5. Be- und EnUadestatijm nach Anspruch 4|da^ 20 
gekennzeichnet daB von den Plattfonnen abwech- * ' 



schickungsdffnung in ein Schild eingearbeitet ist, 
das gemeinsam mit dem angekoppehen Transport- 
beh&lter zum Umladen der scheibenfdrmigen 6b- 
jekte. in einer Richtung senkrecht zur Ebene der 
Umladung nach indizierten Positiqnen.gegenflber 
deir Hahdhabirngseinrichtimg verstellbar ist. 
13. Be- und Entladestation nach einem der Ansprfl- 
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Handhabungseinrichtung zum Umladen der schei- 
benfdrmigen Objekte in einer Richtung senkrecht 
zur Ebene der Umladung nach indizierten Positio- 
ncnyerst^]barisL ^t::. Jf:,/^^-^^ .r;.^,, ."- - 



'Hierzu 10Seite(n)Zeichnungen 



Selnd mind« «eff'^ 
porffieh2Jters''ffi^en^ye^^ 





' . in flbereinander arigTO 30' ^ . * ? > 

■ sitzt tind^ei^^^^^ mit^cmer Transport- / ^ > • • " 

^ behaiteimii^ahme^ z -Bestfickuhg liiit ^i' /^^ . . - . t ~ - . , ' 

i Tran^po^iib^M ^diient, und daB zum Umsetzen ^i; - ' ^' ■ ■ ' < . . - 

der TVanspor^ zwischen der Transfk>rtbe- - '^^ V . , ; /.^ /.^ > = 

haitefaiifnahme^ den Spelcherfachem -uh 35 " 

' Plattform ein der :Gr6B^^ .% ; , , ; 

* ehtsprechehdefr Raum benachbart zu den Speicher- ' ^ V: . vi ' * ' ■ '• ' r • 

" fficherii freigelassen ist ■• '^ '^^^ ' ^ / - ' * ■ • - • . : 

; 7. Be- imd Entladestation na^^ . ^ < " . - - 

gekennzeichnei jdaB die 

me* zur BestOckung durch die Belkdedffnung hin- - 
■* durch ausfahrbar isL ' * - ' . - " * 

8- Be- und Entladestation nach einem der AnsprQ- ' 
che 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daB der Ver- 
schluB zur Erzeugung des Kraftschlusses mit dem 45 
Behfilterdeckel Vakuumsaugeinrichtungen auf- • 



weist. 



9. Be^^ und Ehtlad^tatioifnach' Anspruch 8, dadurch 
* 'gekehhzetchnet; da6 der .VerschliiB mit Elementen 

zur"Ausrichtung gegenOber dem Behaiterdeckel 
■ versehen ist; <Ue vbr "der" Herstellung des Kraft- 
schliisses wfksam'sind - ' ^- '-^ ■'■ * ' " 

10. 'Be- .'imd Ent^ nach Aiispnich 9, da- 
diircb gekennzeichnet. daB zum Offnen des Trans- 

* ' ikirtbehaitere *a^ SchlOssel ^ zum" 

■ Betfitigen yon Veiriegelirngselementen im Behai- 

- terdecdcel herausragen. fflr die imlBeH^terdeckel 
passende SchlOsselldcher vorgesehen sind lind mit 

? denen' dei-zVersdiluB imd' der Behaiteixleckel zu- 
"s&tzUchzumKraftschliiB ' 

1 1. Be-^und Entladestatibn nach Anspruch 10, da- 
durch -gekerinzeichnet daB die Aiisnchtelemente 

- und die SchlQsisel zimi' Ausgleich yon Differenzen 
bei der Annaheruhg zwischen dem VerschluB und 

1 dem Behaiterdeckel in Reiner Richtung senkrecht 
zur Ebene der Umladiing federhd gehaltert sind. " . 

12. Be- und Entladestation nach einem der Ansprfl- 
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dafi die Be- 
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